
Vectra Polaris仪器使用操作说明

2021/8/18



目录：

➢ Section 1 软件主界面介绍………………………………………………………………3

➢ Section 2 仪器光路校准……………………………………………………………………5

➢ Section 3 明场扫描程序设置…………………………………………………………8

➢ Section 4 荧光扫描程序设置…………………………………………………………13

➢ Section 5 玻片全片扫描…………………………………………………………………23

➢ Section 6 全片扫描结果观看…………………………………………………………28

➢ Section 7 局部精细扫描设置…………………………………………………………30



Section 1

软件主界面介绍



主界面选项功能：

①光路校准，当发现扫描结果

出现较为明显的拼图痕迹时进

行校准。

②编辑扫描程序，可进行明场

以及荧光扫描程序的设置。

③扫描玻片，可为仪器玻片架

上的每张玻片命名并分配扫描

程序，进行全片扫描或是局部

精扫。

④打开Phenochart看图软件。

①

②

③

④



Section 2

仪器光路校准



选项功能：

①在主界面单击Check 

Dashboard进入光路校准。

①



选项功能：

①明场校准，当明场扫描结果

出现明显拼图痕迹时使用。点

击Acquire，随后按弹窗提示进

行校准。

②荧光校准，当荧光扫描结果

出现明显拼图痕迹时使用。点

击Acquire，随后点击Acquire 

for All，按弹窗提示进行校准。

③校准完成后点击Back返回主

界面即可。

①

②

③



Section 3

明场扫描程序设置



选项功能：

①在主界面单击Edit Protocol进

入扫描程序设置。

①



选项功能：

①点击New可创建新的扫描程

序。

②点击Load可加载已有的扫描

程序并进行修改。

① ②



①

②

③

④

⑤

选项功能：

①输入protocol名字，可自行

定义，方便记忆即可。

②选择Brightfield，即明场扫描

方式。

③选择储存路径（文件夹）。

④若需新建文件夹可在此输入

文件夹名称并点击Create Study。

⑤点击Create protocol创建程

序。



选项功能：

①设置全片扫描放大倍数。

②设置局部精细扫描放大倍数。

③点击Save保存protocol。

① ②

③



Section 4

荧光扫描程序设置



选项功能：

①在主界面单击Edit Protocol进

入扫描程序设置。

①



选项功能：

①输入protocol名字，可自行

定义，方便记忆即可。

②选择Fluorescence，即荧光

扫描方式。

③选择所使用的染料，四色或

七色Polaris试剂盒在第一个大

类下选择；七色或其它厂家染

料在第二个大类下选择。

④选择储存路径（文件夹）。

⑤若需新建文件夹可在此输入

文件夹名称并点击Create Study。

①

②

③

④

⑤

⑥



选项功能：

①分别选择全片扫描以及局部

精细扫描的放大倍数。

②点击Select scan bands可对扫

描滤光片进行设置，进行滤光

块的添加或删除。

③点击Scan exposures进行曝光

时间的设置。

①

②③



选项功能：

①点击Load carrier装载需要扫

描的玻片架。

①



①

②

③

④

选项功能：

①此处显示玻片架上的四张玻

片，其中红色“+”代表目前相机

所处位置，可在玻片上单击左

键移动相机到组织上。

②若组织较小或难以找到，可

点击Take overview，仪器会对

玻片架进行预览，会展示出组

织形态，以便定位到组织。

③找到组织后拖动拉杆进行调

焦直至图片清晰。

④也可用Auto focus进行自动

对焦。



①

②

③

⑤

⑥

选项功能：

①左侧图片即为当前相机视野，

白色高亮为荧光信号，黑色为

无信号位置，红色则代表过曝，

需调整曝光时间。可在图片上

单击左键移动视野位置。

②可在此处切换不同通道，并

对各通道的曝光时间进行设置。

③也可点击Autoexpose自动设

置曝光时间，建议在有明显阳

性信号的视野下进行设置。



①

②

选项功能：

①依次对所有的荧光通道进行

曝光时间的设置。

②每个通道都切换到有明显阳

性信号的位置，并点击自动曝

光。



①

②

选项功能：

①若需要进行局部精扫，则在

此处选中Set field exposures进

行精扫曝光时间的设置。

②设置方法与全片相同，依次

选择不同通道并Autoexpose。

③设置完成后点击Back返回。

③



选项功能：

①点击Save。

②再次确认储存位置并点击

save进行保存。

①

②



Section 5

玻片全片扫描



选项功能：

①在主界面单击Scan slides进

入玻片扫描。

①



①

②

③

选项功能：

①点击玻片架左侧圆点，或点

击单张玻片左侧圆点进行扫描

设置。

②依次为每张玻片分配扫描程

序，进行全片扫描时Task选择

为Scan slides，Study为文件夹

名称，Protocol为对应扫描程序，

Slide ID为本张玻片编号。

③点击OK，待扫描玻片前的指

示标志会变成蓝色箭头。

④点击Scan进行扫描。

④



选项功能：

①如有多张玻片使用相同的扫

描程序，可点击Configure Tasks

进行批量设置。

②按Ctrl键选中需批量设置的

玻片架。

③选择Using the same rules for 

all slides。

④点击Next。

①

②

③

④



①

②
选项功能：

①此时只需设置一次扫描程序。

②随后点击Scan进行扫描。



Section 6

全片扫描结果观看



Phenochart功能：

①可通过鼠标滚轮放大/缩小

图片，也有一些固定倍数可选。

②此处显示扫描的各个通道，

可点击左键显示/隐藏某通道，

或右键更改通道伪彩及亮度。

③若为七色Polaris试剂盒，可

在此处点击unmixing扣除背景。

④点击Snapshot可对当前屏幕

中所展示的区域进行图片输出，

可保存为JPEG、TIFF等格式。① ②

③ ④



Section 7

局部精细扫描设置



精扫区域选择：

①点击右上角Login进行登录。

② Username可任意输入，输入

完成后点击OK。

③此后会发现此处几个按钮变

为可点击状态。

①

②

③



精扫区域选择：

①点击Stamp进行精扫区域框

选。

② Select for选为Acquisition，

Size in fields为框选大小，最大

为3*3，Field resolution为精扫

倍数，需注意该倍数需与

protocol中的精扫倍数一致。

③随后可在图片上点击左键进

行精扫区域选择，数量不限。

④区域选择完成后可保持看图

软件打开或直接关闭软件均可。

① ②

③



精扫区域选择：

①若该玻片为组织芯片，可点

击TMA方法进行精扫区域选择。

②在此处输入芯点的行数和列

数。

③可通过Core size以及Imaging 

size调整每个芯点的大小至合

适状态，同样需注意Field 

resolution的倍数需与protocol

中的精扫倍数一致。

④随后框选所有芯点，并点击

Accept。

①
②

③



进行精扫：

①返回扫描软件，并点击需精

扫的玻片。

②将玻片Task改为Acquire 

Fields，其余选项保持不变，点

击OK。

③随后点击Scan进行玻片精扫。
①

②

③



精扫结果：

①精扫完成后图片文件夹中会

多出一个MSI文件夹，即为精

扫数据。

①



精扫数据：

①精扫数据为.im3格式，可用

inForm软件打开并进行定量分

析。


